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© Tragervorrichtung fur Substrate 

© Eine Tragervorrichtung zum Tragen von Substraten (9) 
in einer Substrat-Behandlungseinrichtung ermoglicht ein 
besonders wirkungsvoiles und gleichmafciges Kuhlen 
bzw. Warmen und/oderTrocknen von Substraten (9) unter 
Verwendung einer Platte (1) mit einer Fixiereinrichtung (2) 
zum losbaren Fixieren eines Substrats (9) auf der Platte 
(1). Ein Verfahren zum Kuhlen und/oder Trocknen von 
Substraten in einer Substrat-Behandlungsvorrichtung ist 
angegeben. 
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[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tragervor- 
richtung zum Tragen von Substraten in einer Substratbe- 
handlungseinrichtung und ein Verfahren zum Kuhlen oder 5 
Trocknen von Substraten in einer Substratbehandlungsvor- 
richtung. 

[0002] Optische Datentrager, wie bei spiels weise CDs 
oder DVDs, bestehen aus Substraten, die in einem Spritz- 
guBverfahren gefertigt und danach beschichtet, belackt und/ io 
oder miteinander verklebt werden. Die heiBen, aus der 
Spritzgussmaschine kommenden Substrate mussen zur wei- 
teren Verarbeitung, beispielsweise fur das Belacken, herun- 
tergekuhlt werden. Dariiber hinaus ist nach dem Belacken 
ein Trocknungsvorgang und nach dem Verkleben und der 15 
anschlieBenden Aushartung des Klebemittels durch UV-Be- 
strahlung wiederum eine Abkuhlschritt erforderlich, urn die 
Datentrager einer Qualitatspriifung unterziehen zu konnen. 
Wahrend des Fertigungsvorgangs von optischen Datentra- 
gern ist also mindestens ein Kuhl- oder Trocknungs- bzw. 20 
Aufheizvorgang, beispielsweise mittels erwarmter Luft, er- 
forderlich. 

[0003] Sowohl das Kuhlen als auch das Trocknen erfor- 
dern einen Zeitraum, der z. B. von der maximal zulassigen 
Temperaturdifferenz zwischen Substrat und Kuhlluft oder 25 
der Fliichtigkeit des Losungsmittels aus dem Lack abhangt. 
Daher werden die Kuhl- und Trocknungsvorrichtungen oft- 
mals als dynamische Substratspeicher realisiert, in denen 
eine groBe Anzahl von Substraten wahrend einer vorbe- 
stimmten Verweilzeit einer gewiinschten Atmosphare zum 30 
Kuhlen oder Trocknen ausgesetzt werden kann. 
[0004] Bislang iibliche und beispielsweise aus der 
DE 197 16 123 C2 bekannte Transporteinrichtungen in 
Kuhl- und Trocknungsvorrichtungen transportieren die Sub- 
strate gemaB der in Fig. 1 dargestellten Skizze. Die Auf- 35 
nahme in die Transporteinrichtung erfolgt an deren rechtem 
Ende. Die Substrate werden gekippt, transportiert, erneut 
gekippt und am linken Ende abtransportiert, wozu aufwen- 
dige Handhabungsvorrichtungen erforderlich sind. 
[0005] Der zum KUhlen oder Trocknen verwendete Kuhl- 40 
mittel- bzw. Luftstrom ist in Fig. 1 von oben nach unten 
durch die vertikal aufgestellten Substrate angedeutet. Dar- 
iiber hinaus ist der Luftstrom uber die gesamte horizontale 
Transportlange der Transportvorrichtung gleichformig ver- 
teilt. Daraus ergeben sich mehrere Nachteile. Ein erster 45 
Nachteil besteht darin, dass die am Eingang des Kuhlers 
noch heiBen Substrate unter Umstanden einen "Temperatur- 
schock" erleiden, wenn sie der Kuhlluft erstmals ausgesetzt 
werden. Dies kann dazu fiihren, dass sich die Substrate auf- 
grund des hohen Temperaturunterschieds verziehen. Ein 50 
weiterer Nachteil besteht bei maximaler Auslastung, wenn 
die vertikal aufgestellten Substrate in dem Transportband 
sehr eng aneinander angeordnet sind. Der Luftwiderstand ist 
dann zwischen den Substraten verhaltnismaBig hoch, so 
dass der von oben kommende kuhlende oder trocknende 55 
Luftstrom nur bedingt zwischen die Substrate eindringt und 
dort seine Wirkung entfaltet. Da ferner die zwischen den 
Substraten erwarmte, durch Konvektion gemaB Fig. 2 nach 
oben steigende Luft dem Kuhlstrom entgegenstromt, kann 
es zwischen oder liber den Substraten zu einem Luftstau 60 
kommen, wodurch der Kuhlprozess nachteilig beeinfluBt 
wird. Dies wiederum fuhrt zu langeren Verweilzeiten in der 
Kuhl- oder Trocknungsvorrichtung. 

[0006] Die einseitige Zufuhr des Kuhl- oder Trocknungs- 
mittelstroms zu den Substraten fuhrt dariiber hinaus zu einer 65 
ungleichmaBigen Stromungs- und Temperaturverteilung an 
den Substraten. Dies kann zu Unsymmetrien beim fertigen 
Produkt fiihren. Ferner erhohen sich durch die ungleichma- 
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Bige Stromungs- und^^P^eraturverteilung die Verweilzei- 
ten im Kiihler bzw. Trockner, da die Substrate uber die ge- 
samte Substratflache hinweg gleichmaBig gekiihlt oder er- 
warmt werden mussen. 

[0007] Angesichts der obigen Nachteile besteht die Auf- 
gabe der vorliegenden Erfindung darin, eine Vorrichtung 
und ein Verfahren vorzuschlagen, mit denen das Kuhlen 
bzw. Warmen und/oder Trocknen von Substraten wirkungs- 
voller und gleichmaBiger moglich ist. 
[0008] Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB durch 
eine Tragervorrichtung der eingangs genannten Art gelbst, 
bei der eine Platte mit einer Fixiereinrichtung zum losbaren 
Fixieren eines Substrats auf der Platte vorgesehen ist. 
[0009] Die als Palette ausgebildete Platte, auf der das zu 
kuhlende oder zu trocknende Substrat angeordnet ist, be- 
wirkt eine wesentlich gleichmaBigere Beaufschlagung der 
Substrate mit dem Kuhl- oder Heizstrom, also deren wesent- 
lich gleichmaBigere Kuhlung oder Trocknung. 
[0010] Vorzugs weise werden bei der Trocknung und Kiih- 
lung von Substraten vertikale Kuhl- oder Trocknungsvor- 
richtungen eingesetzt. In diesen Kuhl- oder Trocknungsvor- 
richtungen werden die Substrate vertikal transportiert. Dazu 
konnen beispielsweise Forderbander mit geeigneten Schlit- 
zen vorgesehen sein, urn die Substrate aufzunehmen. Der 
Kuhl- oder Trocknungsmittel strom wird zwischen den und/ 
oder durch die konzentrisch iibereinander angeordneten 
Substrate gefuhrt. Das Problem der Konvektion uber die 
Oberflache der Substrate ist durch deren horizontale Anord- 
nung umgangen. Die Platte, an der das zu kuhlende oder 
trocknende Substrat angebracht ist, verhindert zum einen ei- 
nen Konvektionsstrom von einem Substrat auf ein dariiber 
liegendes Substrat, wenn mehrere Substrat-Platten-Paare 
iibereinander angeordnet sind. 

[0011] Zum vertikalen Transport weist die Platte vorzugs - 
weise an deren AuBenumfang angeordnete Halterungsarme 
auf, die gemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Er- 
findung in der Plattenebene liegen. Die Herstellung dieser 
Platten ist daher auf einfache Weise moglich. 
[0012] Sehr vorteilhaft ist es, wenn die auBeren Enden der 
Halterungsarme Auflage-Elemente aufweisen, die vorzugs - 
weise als Abstandshalter ausgebildet sind. Auf diese Weise 
sind die Platten und damit die zu behandelnden Substrate 
zueinander parallel und voneinander beabstandet vertikal 
iibereinander angeordnet. Die vertikale Bewegung der Plat- 
ten und damit der Substrate kann gemaB dieser Ausfuh- 
rungsform ohne die Verwendung von Forderbandern oder 
sonstigen Transportvorrichtungen auf einfache Weise da- 
durch vorgenommen werden, dass die unterste Platte fiir 
eine Abwartsbewegung oder oberste Platte fur eine Auf- 
wartsbewegung jeweils weggenommen und die ubrigen 
Platten nachgeschoben werden. 

[0013] Sehr vorteilhaft ist die Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung, wonach die Fixiereinrichtung eine Auflageflache auf- 
weist, die das Substrat beabstandet von der Platte fixiert. 
Auf diese Weise gewahrleistet der definierte Spalt zwischen 
dem Substrat und der Platte eine gezielte Fuhrung des Kuhl- 
oder Trocknungsstroms uber die Oberflache des Substrats. 
[0014] Die Fixiereinrichtung ist vorteilhafterweise ein 
Aufsatzelement, das konzentrisch auf die Platte aufgesetzt 
oder an ihr fixiert ist, wobei die Fixiereinrichtung vorzugs- 
weise einen von der Auflageflache abstehenden Innenrand 
zum Zentrieren und/oder radialen Fixieren der Substrate 
aufweist. Eine alternative Ausfuhrungsform der Fixierein- 
richtung weist mindestens zwei, am Umfang der zentralen 
Durchgangsoffnung der Platte in regelmaBigen Abstanden 
angeordnete, zum Zentrum der Durchgangsoffnung wei- 
sende Tragerelemente auf. 

[0015] GemaB einer besonders vorteilhaften Ausfiih- 
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rungsform weist die erfindunUPmaBe Tragervorrichtung 
eine zentrale DurchgangsofFnung auf , das vorzugsweise fiir 
die CD- oder DVD-Produktion mit einer Behandlung in ver- 
tikalen Kuhl- oder Trocknungstiirmen einsetzbar ist. Hierbei 
kann der Kiihl- oder Trocknungsstrom durch die Durch- 
gangslocher von vertikal ubereinander gestapelten Substrat- 
Platten-Paaren eingefiihrt und am AuBenumfang des Stapels 
abgefuhrt werden. Die Platten zwischen den Substraten sor- 
gen fiir das gleichmaBige Leiten des Kiihl- oder Trock- 
nungsslroms nach auBen. Durch das gleichmaBige Trocknen 
der Substrate laBt sich somit die Effizienz eines Kiihlers 
oder Trockners steigern. 

[0016] GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungs- 
form der Erfindung weist die Platte in ihrem Randbereich 



erfindungsgemaBen Tragervor- 



teren Ausfuhrungsfor 
richtung und 

[0028] Fig. 6 die in Fig. 5 gezeigte Tragervorrichtung in 
perspektivischer Darstellung mit Blickrichtung von unten. 
5 [0029] Fig. 3 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel fur eine Tra- 
gervorrichtung in Form einer Platte 1, die als Palette zur 
Aufnahme eines Substrats, beispielsweise von CDs oder 
DVDs, oder Substrathalften derartiger optischer Datentrager 
ausgebildet ist. Dazu weist die Tragervorrichtung eine Fi- 
10 xiereinrichtung 2 auf, die konzentrisch auf der Platte 1 befe- 
stigt oder einstuckig mit ihr ausgebildet ist. 
[0030] Die Fixiereinrichtung 2 weist einen kleineren Ra- 
dius als die Platte 1 sowie eine Auflageflache 3 fur das Sub- 
strat auf, die parallel zur Ebene der Platte 1 und von ihr ent- 



Auflageelemente fur die Substrate auf, so dass diese fur die 15 sprechend der Dicke der Fixiereinrichtung 2 an dieser Stelle 



gesamte Flache hinweg und parallel zur Platte sicher gela- 
gert und gehalten sind. Eine weitere vorteilhafte Ausfiih- 
rungsform der Erfindung besteht darin, die Platte mit Aus- 
nehmungen zu versehen, dies spart Material ein und ermog- 
hcht den Durchtritt des Kiihl- oder Trocknungsstroms durch 
die Platten und auf Substratbereiche oberhalb bzw. unter- 
halb der Platten. 

[0017] Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform einer Platte mit 
Ausnehmungen besteht darin, dass die Platte einen Innenbe- 
reich und einen Uber radiale Streben mit ihm verbundenen 
auBeren Kreisbereich aufweist. Auf diese Weise ist die 
Platte trotz mechanischer Stabilitat leicht, materialarm und 
fur den Kiihl- oder Trockungsstrom durchlassig. 
[0018] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Er- 
findung besteht darin, wenn die Platten jeweils wenigstens 
ein erstes Arretierungselement und ein dazu komplemen- 
tares zweites Arretierungselement aufweisen, wodurch die 
Moglichkeit der drehfesten Arretierung von wenigstens 
zwei ubereinander angeordneten Platten besteht. Im Falle 
dass der Plattenstapel gedreht wird, drehen sich auf diese 
Weise alle Platten sicher und zuverlassig mit, die iiber die 
Arretierungselemente in drehfestem EingrifT miteinander 
stehen. 

[0019] Die Platte besteht vorzugsweise aus einem Kunst- 
stoff und ist durch SpritzgieBen hergestellt. 
[0020] Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB auch 
durch ein Verfahren zum Kuhlen oder Trocknen von Sub- 
straten in einer Substratbehandlungsvorrichtung gelost, bei 
der ein Substrat auf einer Platte parallel und beabstandet zu 
ihr losbar fixiert wird, und wobei ein Kuhl- und/oder Trock- 
nungsstrom zugefuhrt wird. Besonders vorteilhaft ist es, 
wenn die Platten ubereinander angeordnet sind und diese 
ubereinander angeordneten Platten-Substrat-Paare vertikal 
in der Substratbehandlungsvorrichtung bewegt werden. 
[0021] Die mit dem erfindungsgemaBen Verfahren er- 
reichten Vorteile entsprechen den zuvor in Zusammenhang 
mit der erfindungsgemaBen Tragervorrichtung beschriebe- 
nen Vorteilen, die insgesamt eine wirksame, schnellere und 
gleichmaBigere Behandlung der Substrate bei geringem 
Vorrichtungsaufwand ermbglichen. 

[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Figuren naher 
erlautert. Es zeigen: 

[0023] Fig. 1 eine Prinzipskizze einer Sustrat-Kiihlvor- 
richtung nach dem Stand der Technik; 
[0024] Fig. 2 eine schematische Darstellung der Stro- 
mungsverhaltnisse an einem vertikal angeordneten Substrat, 
bei einer Vorrichtung gemaB Fig. 1 

[0025] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer erfin- 
dungsgemaBen Tragervorrichtung; 

[0026] Fig. 4 eine Prinzipskizze der Stromungsverhalt- 

nisse in einem vertikalen Substratstapel; 

[0027] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung einer wei- 
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von ihr beabstandet ist. Im Innenbereich der Fixiereinri- 
chung 2 steht ein kreisformiger Innenrand 4 radial ab, der - 
ebenso wie die Platte 1 - eine zentrale Duchgangsoffnung 5 
aufweist. 

[0031] Am AuBenumfang der Platte 1 sind Halterungs- 
arme 6 einstuckig ausgebildet, die an ihrem auBeren Bereich 
Halterungselemente 7 aufweisen, an denen Abstandshalter 8 
beispielsweise durch Schrauben befestigt sind. Ohne dass 
dies in Fig. 3 gezeigt ist, wird auf die Auflageflache 3 der Fi- 
xiereinrichtung 2 ein Substrat, etwa eine CD oder eine DVD 
bzw. Teilsubstrate derartiger Datentrager aufgelegt, das bzw. 
die durch den Innenrand 4 radial fixiert und konzentrisch zur 
Platte 1 gehalten wird. Da die Auflageflache 3 einen im Ver- 
haltnis zum Gesamtradius der Substrate kleineren Radius 
aufweist und die Auflageflache 3 entsprechend der Dicke 
der Fixiereinrichtung 2 von der Platte 1 beabstandet ist, er- 
gibt sich ein Zwischenraum zwischen Substrat und Platte 1, 
der als Zufuhrraum fur Kuhl- und Trocknungsstrome dient 
und den Zugang dieser Strome auch zu der der Platte 1 zu- 
gewandten Seite des Substrats ermoglicht. Auf diese Weise 
ist eine gleichmaBige Behandlung des Substrats auf beiden 
Seiten des horizontal angeordneten Substrats moglich. 
[0032] Die in Fig. 3 dargestellten Trager sind ubereinan- 
der angeordnet. Die Abstandshalter 8 der oberen Tragervor- 
40 richtung liegen dabei auf den Halterungselementen 7 der un- 
teren Tragervorrichtung auf, sodas s durch die Hone der Ab- 
standshalter 8 ein definierter Abstand zwischen den Tager- 
vorrichtungen und damit zwischen der Unterseite der oberen 
Platte 1 und der Oberseite des auf der unteren Platte 1 lie- 
genden Substrats festgelegt ist. Auf diese Weise ist auch der 
Zwischenraum zwischen oberer Platte und darunter liegen- 
dem Substrat in entsprechender Weise wie der Zwischen- 
raum zwischen der Substratunterseite und der Plattenober- 
seite eines Platten- Substrat-Paares durch die Fixiereinrich- 
tung 2 festgelegt. 

[0033] Fig. 4 zeigt schematisch den Kuhl- bzw. Trock- 
nungsstrom- Verlauf bei ubereinander angeordneten Trager- 
vorrichtungen, wie sie anhand von Fig. 3 beschrieben sind. 
Die in Fig. 4 dargestellten Scheiben stellen daher abwech- 
selnd Substrate 9 und Platten 1 der Tragervorrichtung sche- 
matisch dar. 

[0034] Durch die Zwischenraume zwischen Substrat und 
Platte eines Substrat-Platten-Paars sowie durch die Zwi- 
schenraume zwischen den Substrat-Platten-Paaren ergeben 
sich definierte Stromungsverhaltnisse beim Einleiten und/ 
oder Abfuhren des Behandlungsstroms iiber mit Offnungen 
versehene Wande der zylindrischen Umkleidung des Be- 
handlungsraums. Die im Wesentlichen waagrecht verlaufen- 
den Strome sind in Fig. 4 durch die Pfeile 10 angedeutet. 
[0035] Aufgrund der Durchgangslocher in den Substraten 
und den Platten ist es jedoch auch moglich, eine Stromung 
in senkrechter Richtung durch den Behandlungsraum zu 
schaffen, wie dies durch den Pfeil 11 in Fig. 4 angedeutet ist. 
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[0036] Aufgrund der jeweifl^P^echselnd angeordneten 
Substrate und Platten ubereinander werden bei dieser Aus- 
fuhrungsform Konvektionsstrome vermieden. 
[0037] Die in Fig. 5 und 6 dargestellte Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Tragervorrichtung weist einen In- 5 
nenbereich 12 auf, der iiber speichenartige, radial vom In- 
nenbereich 12 abstehende Streben 13 mit einem AuBenbe- 
reich 14 verbunden ist. Der Innenbereich 12 ist vorzugs- 
weise kreis- oder ringformig und der AuBenbereich 14 ist 
vorzugsweise ringformig. Im Innenbereich 12 ist auf der 10 
Oberseite des Substattragers eine erhabene Auflageflache 15 
vorgesehen, auf der das Substrat liegt. Gleichzeitig liegt das 
Substrat in seinem Aufienbereich auf Auflageelementen 16 
auf, die in gleichmaBigen Winkelabstanden zueinander auf 
dem ringformigen AuBenbereich 14 angeordnet sind. Das 15 
Substrat ist daher definiert und parallel zum Trager in seiner 
Lage festgelegt. 

[0038] Innerhalb des Innenbereichs 12 befindet sich ein 
nach oben abstehender kappenformiger Vorsprung 17, der in 
eine entsprechende zentrale Offnung 18 eines benachbarten 20 
Tragers hineinragt. Dieser Vorsprung weist erste Arretie- 
rungselemente 19 in Form von Nuten auf, die um den Au- 
Senumfang des Vorsprungs 17 herum ausgebildet sind. 
[0039] Wie am besten aus Fig. 6 ersichtlich ist, befindet 
sich in der Offnung 18 wenigstens ein zu den ersten Arretie- 25 
rungselementen 19 komplementares zweites Arretierungs- 
element 20. Wenn die Tragervorrichtung auf eine in der sel- 
ben Weise ausgebildete zweiten Tragervorrichtung aufge- 
legt wird, verrastet das zahnartige zweite Arretierungsele- 
ment 20 mit einem der ersten Arretierungselemente 19 des 30 
Vorsprungs 17, so dass die Tragervorrichtungen in einem 
Stapel zueinander drehfest arretiert sind. Die Ubereinander 
angeordneten Tragervorrichtungen eines Stapels drehen sich 
daher bei Drehung des Stapels gleichmaBig und zuverlassig 
mit. 35 
[0040] Bezuglich der Merkmale und Ausgestaltungen der 
Behandlungsvorrichtung wird zur Vermeidung von Wieder- 
holungen auf die Parallelanmeldung Nr . . . P. . . mit dem Ti- 
tel "Substratbehandlungsvorrichtung" verwiesen, die von 
derselben Anmelderin am selben Tagen angemeldet wurde, 40 
und die insofern zum Inhalt der vorliegenden Anmeldung 
gemacht wird. 
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1. Tragervorrichtung zum Tragen von Substraten (9) 
in einer Substrat-Behandlungseinrichtung, gekenn- 
zeichnet durch eine Platte (1) mit einer Fixiereinrich- 
tung (2) zum losbaren Fixieren eines Substrats auf der 
Platte (1). 50 

2. Tragervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Platte (1) eine zentrale Durch- 
gangsoffnung (5) aufweist. 

3. Tragervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Form der Platte (1) im wesent- 55 
lichen der Form des Substrats (9) entspricht. 

4. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
zwei Platten (1) ubereinander angeordnet sind. 

5. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 60 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte (1) 

an deren AuBenumfang angeordnete Halterungsarme 
(6) aufweist. 

6. Tragervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Halterungsarme (6) in der Plat- 65 
tenebene liegen. 

7. Tragervorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die auBeren Enden der Halte- 
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rungsarme (6) A^^ptelemente (8) aufweisen. 

8. Tragervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Auflageelemente (8) als Ab- 
standshalter ausgebildet sind. 

9. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Fixierein- 
richtung (2) eine Auflageflache (3) aufweist, die das 
Substrat (9) beabstandet von der Platte (1) fixiert. 

10. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Fixierein- 
richtung (2) einen abstehenden Innenrand (4) zum Zen- 
trieren des Substrats (4) aufweist. 

1 1 . Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Fixierein- 
richtung (2) mindestens zwei, am Umfang der zentra- 
len Durchgangsoffnung der Platte in regelmaBigen Ab- 
standen angeordnete, zum Zentrum der Durchgangs- 
offnung weisende Tragerelemente aufweist. 

12. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte in 
ihrem Randbereich (14) Auflageelemente (16) fur die 
Substrate (9) aufweist. 

13. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte 
Ausnehmungen aufweist. 

14. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte ei- 
nen Innenbereich (12) und einen Uber radiale Streben 
(13) mit ihm verbundenen AuBenbereich (14) aufweist. 

15. Tragervorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der AuBenbereich (14) ringformig 
ist. 

16. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Platten 
jeweils wenigstens ein erstes Arretierungselement (19) 
und ein dazu komplementares zweites Arretierungsele- 
ment (20) zur drehfesten Arretierung von wenigstens 
zwei ubereinander angeordneten Platten aufweisen. 

17. Tragervorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte aus 
einem Kunststoff besteht. 

18. Verfahren zum Kuhlen oder Trocknen von Sub- 
straten in einer Substrat-Behandlungsvorrichtung, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Substrat auf einer 
Platte (1) parallel und beabstandet zu ihr losbar fixiert, 
und ein Kuhl- und/oder Trocknungsstroms zugefiihrt 
wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Platte (1) und das Substrat jeweils ein 
zentrales Durchgangsloch (2) aufweist, die Durch- 
gangslocher konzentrisch angeordnet werden, und der 
Kuhl-AVarme- und/oder Trocknungsstrom zwischen 
die Platte und das Substrat oder dessen Abfuhren dar- 
aus durch eines der Durchgangslocher wenigstens teil- 
weise stromt. 

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mehrere Platten-Substrat-Paare kon- 
zentrisch ubereinander angeordnet werden, so dass der 
Kiihl-AVarme- und/oder Trocknungsstrom iiber einem 
Substrat durch eine Platte und unter dem Substrat 
durch eine andere Platte gefuhrt wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Platten in der Sub- 
strat-Behandlungsvorrichtung vertikal bewegt werden. 
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Fig. 2 

Fig. 4 
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